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Etaem'plalre Ivwarlabl 



Handhabungsvorrichtung fur Photomasken, die Moglichkeiten 
zur Reinigung und Inspektion der Photomaske vorsieht 



Die Erfindung betrifft eine Detekt ions - /Reinigungsvorrich- 
■* tung fiir in der Produktion von elektronischen Bauteilen ein- 
5 gesetzten Reticles, die mit einer Detekt ionseinheit zur Kon- 
trolle von Reticles auf mogliche Verschmut zungen bzw. Be- 
schadigungen sowie mit einer Reinigungseinheit zur Entfer- 
nung von Verschmut zungen von den Reticles versehen ist. 

Bei der Herstellung von elektronischen Bauteilen, wie bei- 
10 spielsweise Chips oder Speicherbausteinen werden Belich- 
tungsmasken (auch Photomasken oder Reticle genannt) verwen- 
det, mit denen durch licht-chemische Verfahren auf Substra- 
ten der Bauteile bestimmte Strukturen erzeugt werden. Da 
diese Strukturen Leiterbahnen im Mikrometer- oder sogar 
15 Nano-Bereich aufweisen und selbst kleinste Verunreinigungen 
des Substrats und/oder der Belichtungsmaske zu Ausschuss, 
d. h. nicht den Qual itatsanf orderungen ent sprechenden Pro- 
dukten, fiihrt, wird hochste Sauberkeit gefordert. Deshalb 
findet die Produktion solcher Bauteile unter Rein- bzw. 
20 Reinstraumbedingungen statt . Urn die Belichtungsmasken vor 
mechanischer Beschadigung und vor Verschmut zungen zu schvit- 
zen, werden diese in Kassetten oder in luftdicht abgeschlos- 
senen Magazinen aufbewahrt und gehandhabt . 
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Grossere Partikel konnen ohne weiteres erkannt und entfernt 
werden. Problemat isch sind kleinere Partikel, beispielsweise 
mit Dimensionen von 10 ^m bis 2 0 |^m, die bislang nur mit 
sehr grossem Aufwand entfernt werden konnten. Hierzu wurden 
5 Reinigungsverfahren entwickelt, bei denen mit einer Flussig- 
keit die Halbleiterprodukt ionsmittel oder die entsprechenden 
Bauteile bzw. deren Ausgangsprodukte gewaschen wurden. Diese 
Reinigungsverfahren bedingen zum einen einen relativ grossen 
konstruktiven Aufwand bezuglich der hierzu erf orderlichen 
10 Gerate bzw. Anlagen. Hierzu gehort auch, dass die Reticles 
in eine solche, in der Regel gesonderte, Anlage ein- und 
ausgefiihrt werden mussen. Zum anderen mussen die verwendeten 
Waschfliissigkeiten aufbereitet oder durch frische Flussig- 
keiten ersetzt werden. - 

15 Es wurden deshalb auch schon Reinigungsverfahren entwickelt, 
bei denen mittels einem gasformigen Medium gereinigt wird. 
Ein Beispiel hierfiir ist die in der US-A-6 055 742 gezeigte 
Reticle-Reinigungsvorrichtung, bei der eine Gaszuf iihrungs- 
einrichtung im oberen Bereich einer Reinigungskammer sowie 

2 0 eine Tureinrichtung und eine Transporteinrichtung zum Zufiih- 
ren des Reticles vorgesehen ist. Da mit einer solchen Vor- 
richtung - konstrukt ionsgemass wegen der Befestigung der Re- 
ticles in der Reinigungskammer - nur eine Seite eines Re- 
ticles gereinigt werden kann, ergibt sich der Nachteil einer 

25 grossen Stellflache, wenn eine zweite Reinigungsvorrichtung 
fur die zweite Seite vorgesehen werden soil. 

Die auf die gleiche Anmelderin zuruckgehende WO 02/01292 Al 
zeigt deshalb eine in eine Lagervorrichtung integrierte De- 
tektionsvorrichtung zur Inspektion von Reticles. Eine 
3 0 hiervon raumlich getrennte Reinigungsvorrichtung weist eine 
Reinigungskammer auf, in der mittels einem ionisierten Gas 
gleichzeitig beide Seiten eines Reticles gereinigt werden 
konnen. Urn ein Reticle von der Reinigungskammer zur Detek- 
tionseinrichtung zu uberfiihren, muss der Reticle drei ver- 
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schiedene Zuf uhreinrichtungen durchlaufen und hierbei je- 
weils von einer Zufuhr- zur nachsten Zuf iihreinrichtung iiber- 
geben werden. 

In Patent Abstracts of Japan, European Patent Office, zur 
JP-A-03 155 550 wird eine Reinigungsvorrichtung beschrieben, 
die zum Einsatz kommt , wenn mit einer Detekt ionseinrichtung 
eine Verschmut zung einer Photomaske festgestellt werden 
sollte. Hierzu wird die Photomaske durch einen X-Y-Schlitten 
mit der Verschmut zung unter einer Duse posit ioniert . Durch 
die Duse wird nur lokal St ickstof f gas auf die Verschmut zung 
gerichtet, urn diese zu entfernen. Nachfolgend wird nochmals 
detektiert, ob die Verschmut zung auch tatsachlich entfernt 
werden konnte. An dieser Vorrichtung kann jedoch als 
nachteilig empfunden werden, dass die Entfernung von mehre- 
ren Partikeln viel Zeit in Anspruch nimmt . Zudem ist hier 
die Gefahr gross, dass sich der Partikel wieder an einer 
anderen Stelle der Photomaske festsetzt. Schliesslich sind 
alleine schon fur die Reinigungseinrichtung selbst zumindest 
zwei Bewegungsachsen erf orderlich . 

Im wesentlichen die gleichen Nachteile gelten auch fur die 
JP-A-04 151 153. Hier ist eine Vorrichtung und ein entspre- 
chendes Verfahren beschrieben, bei denen in einer Scanning- 
Betriebsart ein komprimiertes Gas auf einen lokal begrenzten 
Teil einer Oberflache einer zu prufenden Photomaske geleitet 
wird, um zwischen Defekten in der Photomaske und verunreini- 
genden Partikeln auf derselben funktional zu unterscheiden . 

Schliesslich zeigt auch die JP-A-06 168 864 lediglich eine 
Reinigungsvorrichtung, bei der schon alleine fur die Zufiih- 
rung eines Reticles in eine Reinigungskammer zumindest zwei 
Bewegungsachsen erf orderlich sind. In der Reinigungskammer 
wird Stickstoff mit Hilfe einer Gasdusche auf eine Oberfla- 
che eines Reticles geblasen, wobei Staub von der Oberflache 
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entfernt und diese zusammen mit dem St ickstof f gas mittels c v 
einer Entladungseinrichtung entladen wird. 

Aus der US-A-4 715 392 ist eine Wasch- und Reinigungsein- 
richtung fur Halbleiterprodukte bekannt . Bei dieser werden 
5 Fremdpartikel von einer Oberflache eines Reticles mittels 
einer Reinigungsf lussigkeit gewaschen. Danach kann der Re- 
ticle einer Inspekt ionseinrichtung fur Fremdpartikel zuge- 
fiihrt werden und dann gegebenenf alls in die eine Wasch- und 
Reinigungseinrichtung zuriick befordert werden. Fur diese 
10 Vorgange sind zumindest vier verschiedene Zuf iihreinrichtun- 
gen vorgesehen. 

Hier setzt die Erfindung ein, der die Aufgabe zugrunde 
liegt, Massnahmen anzugeben, durch die sich trotz moglichst 
wenig Aufwand bei der Herstellung von elektronischen Bauele- 
15 menten der Ausschuss reduzieren lasst, der aufgrund von Ver- 
unreinigungen entsteht . Gemass einem Aspekt der Erfindung 
soli mit erf indungsgemassen Vorrichtungen moglichst wenig 
Stellflache benotigt werden und die Reinigung effizient 
durchgefiihrt werden konnen. 

2 0 Die Aufgabe wird erf indungsgemass durch eine Detekt ions - 
/Reinigungsvorrichtung fur in der Produktion von elektroni- 
schen Bauteilen eingesetzten Reticles gelost, die eine Rei- 
nigungseinheit aufweist, in der eine Reinigungskammer ausge- 
bildet ist, wobei in die Reinigungskammer zumindest eine 

25 Gaszufiihrung zur Einfiihrung eines unter Uberdruck stehendes 
fluides Reinigungsmedium miindet und aus der Reinigungskammer 
zumindest ein Absaugmittel herausfiihrt mittels dem Gas aus 
der Reinigungskammer abfuhrbar ist. Die Reinigungskammer 
weist zumindest eine erste Offnung zur Zufuhrung und 

30 Entnahme eines Reticles auf . Ferner ist die Detektions- 
/Reinigungsvorrichtung mit einer Detekt ionseinheit zur 
Detektion von auf Halbleiterprodukt ionsmitteln vorhandenen 
Verschmut zungen versehen, wobei die Detekt ionseinheit hierzu 
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ein Detektionsmittel aufweist, dem von einer Zufiihrseite der 
Detektionseinheit aus ein Reticle zufuhrbar ist, wobei sich 
die erste Offnung der Reinigungskammer und die Zufiihrseite 
gegenuberliegen. Eine Zuf iihreinrichtung der Detektions- 
5 /Reinigungsvorrichtung ist alleine dazu vorgesehen, ein 
Reticle zwischen der Reinigungseinheit und der Detektions- 
einheit auszutauschen . 

Der Erfindung liegt somit der Gedanke zugrunde , die Reini- 
gungseinheit und die Detektionseinheit raumlich moglichst 

10 nahe zueinander anzuordnen. In vorbekannten Reticle-Handha- 
bungsanlagen sind diese Baugruppen stets voneinander ge- 
trennt . Fur einen Transport eines Reticles von der einen der 
beiden Baugruppen zur jeweils anderen werden deshalb in der 
Regel auch mehrere Zuf uhreinrichtungen und/oder Zufuhrein- 

15 richtungen mit mehreren Bewegungsachsen benotigt . 

Erf indungsgemass wird die Reinigung und Detektion von 
Schmutzpartikel als ein zusammengehorender Handhabungsvor- 
gang betrachtet . Werden Schmutzpartikel detektiert, so 
sollte auch unbedingt eine Reinigung des Reticles in der 

20 Reinigungseinheit erfolgen. Vorzugsweise wird dann nachfol- 
gend nochmals auf verbliebene Schmutzpartikel detektiert und 
f estgestellt , ob der vorhergehende Reinigungsvorgang auch 
erfolgreich war. Da somit der jeweilige Reticle einmal, des 
ofteren auch mehrmals, zwischen der Detektionseinheit und 

25 Reinigungseinheit gewechselt werden muss, sollten diese bei- 
den Baugruppen so nahe als moglich beieinander stehen. 

Durch sehr kurze Transportwege konnen Zeitverluste bei der 
an sich unprodukt iven Handhabung zwischen den beiden Bau- 
gruppen vermieden werden. Die hierdurch bedingte kompakte 
30 Bauweise spart zudem kostenintensive Stellflache ein. 
Schliesslich bietet eine Anordnung der beiden Baugruppen in 
unmittelbarer Nahe zueinander als weiteren Vorteil auch den 
Einsatz von einer konstruktiv einfachen Zuf iihreinrichtung . 
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Je geringer die zur Uberfiihrung erf orderliche Strecke ist, 
je eher kann eine erf indungsgemass bevorzugte Zuf iihreinrich- 
tung benutzt werden, die nur eine Bewegungsachse auf weist . 

In einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm kann vorgesehen sein, 
5 dass die Reinigungskammer an einem Gehause oder Gestell der 
Detektionseinheit befestigt ist. Obwohl hierdurch die Kompo- 
nenten Detektionseinheit und Reinigungseinheit voneinander 
getrennt sind und sich nicht gegenseitig beeintrachtigen, 
ergeben sich trotzdem besonders kurze Handhabungswege . 

10 Ist eine solche Detektions-/Reinigungsvorrichtung in eine 
Reticle-Handhabungsvorrichtung mit weiteren Funkt ionseinhei - 
ten (wie beispielsweise einer Lagereinrichtung fur die Re- 
ticles) integriert, so kann die Detektions-/Reinigungsvor- 
richtung mit nur wenigen Bef est igungsstellen an einem Ge- 

15 stell der Handhabungsvorrichtung angebracht werden. Eine Be- 
festigung und Ausrichtung jeder einzelnen Komponente kann 
hierdurch vermieden werden. Selbst die Zuf iihreinrichtung , 
mit der die Reticles von der Detektionseinheit zur Reini- 
gungseinheit und umgekehrt iiberfuhrt werden, kann an der 

20 Reinigungseinheit und/oder Detektionseinheit angebracht 
sein. Auch fur deren Integration in die Handhabungsvorrich- 
tung kann somit der hierzu bisher erf orderliche konstruktive 
Auf wand vermieden werden. 

Weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben 
2 5 sich aus den abhangigen Anspruchen, der Beschreibung und den 
Figuren . 

Die Erfindung wird anhand den in den Figuren schematisch 
dargestellten Ausf uhrungsbeispielen naher erlautert;' les zeiV 
gen: 

/ 

30 Fig. 1 eine perspekt ivische Darstellung einer erfindungs- 
gemassen Reticle-Handhabungsvorrichtung; 
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Fig. 2 die Reticle-Handhabungsvorrichtung von Fig. 1 in 
einer Draufsicht; 

Fig. 3 eine vorbekannte Transportbox in geschlossenem Zu- 
stand; 

Fig. 4 die Transportbox von Fig. 3 in geoffnetem Zustand; 

Fig. 5 eine perspekt ivische Teildarstellung einer erfin- 
dungsgemassen Ein- /Ausgabestat ion ; 

Fig. 6 eine perspekt ivische Darstellung der erf indungsge- 
massen Handhabungsvorrichtung von Fig. 1 in geoff- 
netem Zustand; 

Fig. 6a eine perspekt ivische Darstellung einer Ein- 
/Ausgabeeinheit von hinten; 

Fig. 7 eine geschlossene Transportbox in Form eines SMIF- 
Mono-Pods ; 

Fig. 8 die Transportbox von Fig. 7 in geoffnetem Zustand; 

Fig. 9 ein weiterer Transportboxen-Typ mit - geoffneter 
Front klappe ; 

Fig. 10 eine perspekt ivische Darstellung einer erfindungs- 
gemassen Reticle- Ha ndhabung seinricht ung ; 

Fig. 11 ein Greifteil der Ret icle-Handhabungseinrichtung 
von Fig. 12 unmittelbar vor dem Erfassen eines Re- 
ticles ; 

Fig. 12 eine Detaildarstellung des Greifteils gemass der 
Linie XII aus Fig. 11; 
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Fig. 13 der Greifteil von Fig. 11 zusammen mit einem Re- 
ticle; 

Fig. 14 eine perspektivische Darstellung eines Arretier- 
teils der Handhabungseinrichtung von Fig. 10; 

5 Fig. 15 eine perspektivische Darstellung, in der der 
Greifteil in den Arretierteil eingefahren ist; 

Fig. 16 eine perspektivische Ansicht des Greifers von un- 
ten; 

Fig. 17 eine perspektivische Darstellung einer Detektions- 
10 /Reinigungseinheit der erf indungsgemassen Handha- 

bungsvorrichtung aus Fig. 1; 

Fig. 18 der Reinigungsteil der Funkt ionseinheit von Fig. 

17 in einer perspektivischen Schnittdarstellung ; 

Fig. 19 ein mogliches Funkt ionsprinzip des Detekt ionsteils 
15 der Funkt ionseinheit von Fig. 17; 

Fig. 2 0 eine weitere, zum gleichen System gehorende, er- 
f indungsgemasse Handhabungsvorrichtung ; 

Fig. 21 eine weitere, zum gleichen System gehorende, er- 
f indungsgemasse Handhabungsvorrichtung; 

2 0 Fig. 22 eine weitere, zum gleichen System gehorende, er- 
f indungsgemasse Handhabungsvorrichtung . 

In Fig. 1 und Fig. 2 ist eine erf indungsgemasse Reticle- 
Handhabungsvorrichtung 1 gezeigt, die als sogenannte „ Stand - 
Alone u Vorrichtung zur Integration in eine Produktionsanlage 
25 fur elektronische Bauteile wie beispielsweise Speichermodule 
und Prozessoren vorgesehen ist. Die Handhabungsvorrichtung 
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ist mit einem im wesentlichen geschlossenen Gehause 2 verse- 
hen, das zur Auf rechterhaltung von Reinraumbedingungen in- 
nerhalb des vom Gehause 2 umschlossenen Raumes dient . Aus 
Darstellungsgrunden ist in Fig. 1 und Fig. 2 ein Deckelteil 
des Gehauses nicht gezeigt. Zur Erzeugung der Reinraumbedin- 
gungen kann die Handhabungsvorrichtung mit an sich vorbe- 
kannten und nachfolgend nicht naher erlauterten Mitteln zur 
Erzeugung von Reinraumbedingungen versehen sein. An einer 
Aussenseite des Gehauses ist eine Eingabestat ion 3 angeord- 
net, die mit einer nicht naher dargestellten Steuerung der 
Handhabungsvorrichtung 1 verbunden ist. 

Das Gehause 2 ist an einem Gestell 4 der Handhabungsvorrich- 
tung befestigt, das im wesentlichen aus Profilrohren 5 ge- 
bildet wird. Die Profilrohre 5 weisen diverse Moglichkeiten 
zur Befestigung entweder von weiteren Profilrohren oder aber 
Komponenten der Handhabungsvorrichtung/ insbesondere von 
Funktionseinheiten, auf. Die Profilrohre 5 sind hierzu vor- 
zugsweise an vordef inierten Stellen mit Ausnehmungen verse- 
hen, in denen Schrauben oder andere Bef est igungsmittel ange- 
ordnet werden konnen . Selbstverstandlich konnen anstelle von 
Ausnehmungen auch andere an vorbest immten Stellen 
angeordnete Aufnahmen oder Bef est igungsmittel vorgesehen 
sein. 

Dieser Aufbau tragt auf konstruktiv einfache Weise zu einer 
Modularitat bei, die eine Zusammenstellung von 

unterschiedlichen Reticle- Handhabungsvor r i ch t ungen , durch 
Auswahl von jeweils einer Teilmenge von Funktionseinheiten 
aus einer vorgegebenen Menge von Funktionseinheiten und 
deren Integration in ein Gestell erlaubt . Hierbei sollte 
auch das Gestell 4 als Baukastensystem ausgebildet sein, das 
im wesentlichen aus einer begrenzten Anzahl an 
unterschiedlichen Profilen 5 und Verbindungselementen be- 
steht. Im Folgenden werden beispielhaft fur eine Vielzahl 
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von moglichen einige Konf igurat ionen von Handhabungsvorrich- 
tungen erlautert, die zum jeweils gleichen System gehoren. 



Der Aspekt der Modularitat schliesst auch ein, dass sich aus 
einer bereits bestehenden Ret icle-Handhabungsvorrichtung 1 
5 einzelne Funkt ionseinheiten ganz oder teilweise einfach aus- 
und einbauen lassen. Zum Ein- und Ausbau sind die 
Funktionseinheiten lediglich an ihrer mechanischen und 
elektrischen Schnittstelle mit der jeweiligen Reticle- 
Handhabungsvorrichtung zu verbinden bzw. von ihr zu losen. 
10 Dies kann beispielsweise zur Reparatur, Wartung oder zum 
nachtraglichen Tausch gegen andere Funktionseinheiten 
erf olgen . 

In eine Frontseite des Gehauses 2 sind mehrere Blenden 6 
einer Ein- /Ausgabestat ion 7 integriert. Jede der Blenden 6 

15 gehort zu einer in sich ebenfalls modularen Ein- 
/Ausgabeeinheit 8. Ein Rand einer Offnung 9 der jeweiligen 
Blende 6 ist mit einer Kontur versehen, die zumindest nahe- 
rungsweise der Aussenkontur von jeweils einem Typ der fur 
den Transport von Reticles vorgesehenen Transportboxen ent- 

20 spricht . Die Offnungen 9 sind so gestaltet, dass sich die 
fur die jeweilige Ein-/Ausgabeeinheit 8 vorgesehene Trans- 
portbox durch die ent sprechende Offnung 9 einfuhren lasst . 
Eine mogliche geschlossen Transportbox 10 ist beispielhaft 
in Fig. 3 und ein auf einem Bodenteil 11 einer geoffneten 

25 Transportbox 10 aufliegendes Reticle 12 in Fig. 4 darge- 
stellt. Wie Fig. 5 zeigt, sind die Blenden zudem mit selbst- 
schliessenden Klappen 15 versehen. Damit besteht nur kurz- 
zeitig wahrend einer Ein- bzw. Ausgabe eines Reticles die 
Gefahr eines Eindringens von Partikeln durch die entspre- 

3 0 chende Offnung 9 in die Handhabungsvorrichtung . 

Als Bestandteil weiterer Ein- /Ausgabeeinheiten 8 der Ein- 
/Ausgabestation 7 von Fig. 1 sind zwei ausziehbare Schubla- 
den 16, 17 unterschiedlicher Bauhohe vorhanden. Mittels je- 
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der dieser Schubladen 16, 17 konnen auch grossere Transport - 
boxen, beispielsweise auch solche, die mehr als ein Reticle 
aufnehmen konnen, in die Handhabungsvorrichtung 1 eingefuhrt 
werden. Aus Darstellungsgriinden sind in Fig. 1 Blenden die- 
ser beiden Ein- /Ausgabeeinheiten 8 nicht gezeigt. 

Die Handhabungsvorrichtung von Fig. 1 und Fig. 2 weist zudem 
eine innerhalb des Gehauses 2 angeordnete Handhabungsein- 
richtung 18 in Form eines Knickarmroboters auf (s. auch Fig. 
10) . Der in einer horizontalen Ebene bewegliche Knickarm 19 
ist an einer nicht naher dargestellten vertikalen Z-Achse 
verfahrbar angeordnet . Ein Verf ahrbereich des Roboters ist 
so auf die Anordnung der einzelnen Komponenten, insbesondere 
der Funktionseinheiten, der Handhabungsvorrichtung 1 abge- 
stimmt, dass der Roboter die Reticles 12 von jeder Funk- 
tionseinheit aufnehmen und an eine andere Funkt ionseinheit 
iibergeben kann. Der Knickarmroboter ist mit einem 
nachfolgend noch naher erlauterten Greifer versehen, mittels 
dem sich Reticles 12 aufnehmen und wahrend ihres Transportes 
innerhalb der Handhabungsvorrichtung halten lassen. 

In dem in Fig. 1 dargestellten Ausf uhrungsbeispiel ist als 
weitere Funkt ionseinheit eine unterhalb der Ein- /Ausgabe- 
s tat ion angeordnete Detektions-/Reinigungsvorrichtung 2 0 
vorgesehen. Letztere ist in Fig. 1 durch das Gehause 2 ver- 
deckt, jedoch in Fig. 6 ersichtlich. Eine andere mogliche 
Aus fuhrungs form einer Detektions- und Reinigungseinrichtung 
ist in der WO 02/01292 Al der gleichen Anmelderin gezeigt. 

Wie insbesondere in der Draufsicht auf die Handhabungsvor- 
richtung gemass Fig. 2 zu erkennen ist, ist jede Funktions- 
einheit raumlich von den anderen Funktionseinheiten ge- 
trennt. Auch dies erleichtert die Austauschbarkei t von und 
den Eingriff in einzelne Funktionseinheiten. 
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Details des Aufbaus der im Ausf uhrungsbeispiel gezeigten 
Ein-/Ausgabestation 7 ist der Teildarstellung von Fig. 5 in 
Zusammenschau mit Fig. 6 zu entnehmen. Demnach weist die 
Ein-/Ausgabestation 7 eine schwenkbare Tiire 21 auf, die 
5 einen Aufnahmerahmen 22 ausbildet. An dem Auf nahmerahmen 22 
sind an vertikalen Leisten 25 mit einem bestimmten Raster- 
grundmass Ausnehmungen 2 9 voneinander beabstandet, an denen 
die Blenden 6 der Ein- /Ausgabeeinheiten 8 losbar befestigt 
werden konnen . 

10 Die in Fig. 5 nur teilweise in den Rahmen eingeschoben dar- 
gestellte Ein-/Ausgabeeinheit 8', weist eine Blende 6 auf, 
deren Offnung 9 eine auf einen bestimmten Transportboxen-Typ 
abgestimmte Kontur hat. Die Ein- /Ausgabeeinheit ist ferner 
mit zwei im Querschnitt im wesentlichen rechteckigen Schen- 

15 keln 26 versehen, in denen Antriebe der Ein- /Ausgabeeinheit 
angeordnet sind, unter anderem einen Of f nungs-/Schliessme- 
chanismus fur die Transportboxen . Mit den Schenkeln 26 wird 
jede der Ein-/Ausgabeeinheiten in ein entsprechend ihrer 
Grosse gestaltetes Fach des Auf nahmerahmens 22 eingeschoben 

20 und an diesem losbar befestigt. In Bezug auf elektrische 
Verbindungen (elektrische Schnittstelle) zur Steuerung und 
Stromversorgung konnen die Ein- /Ausgabestat ionen iiber 
jeweils gleiche Stecker an die Handhabungsvorrichtung 
angeschlossen werden. Hierzu kann jede Ein- /Ausgabeeinheit 

25 mit einem standardisierten, sogenannten VIPA-Modul 26a 
versehen sein, wie dies in Fig. 6a zu erkennen ist. Die 
VIPA-Module 26a der Ein- /Ausgabeeinheiten weisen stets den 
gleichen Stecker 26b auf, mit dem die jeweilige Ein- 
/Ausgabeeinheit iiber lediglich ein (nicht dargestelltes) 

3 0 Kabel mit der zentralen Steuerung der Handhabungsvorrichtung 
1 auf einfache Weise verbindbar ist. Auch die Schubladen 16, 
17 sind in Facher des Auf nahmerahmens 22 eingefiigt (Fig. 6) . 
Die Schubladen 16, 17 weisen zusatzlich noch nicht naher 
dargestellte Ein-/Auszugsmechanismen auf, wie sie 
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prinzipiell schon von beispielsweise Mobelschubladen an sich 
vorbekannt sind. 

Jeweils Breite und Tiefe der Schenkel 26 sowie ihr Abstand 
zueinander sind bei samtlichen Ein- /Ausgabeeinheiten mit 
Frontoffnungen 9 in der Blende 6 gleich gehalten. Lediglich 
ihre Hohe kann zur Anpassung der Blendenhohe an unterschied- 
liche Transportboxen variieren. Die Variation der Hohe wird 
jedoch nur in ganzzahligen Vielfachen eines Rastergrundmas- 
ses vorgenommen. 

Die Breite der Blenden 6 sind bei alien Blenden gleich. Hin- 
sichtlich ihrer Hohe konnen die Blenden 6 in ganzzahligen 
Vielfachen eines Blenden-Rastergrundmasses B variieren. 
Durch diesen baukastenart igen modularen Aufbau auch der Ein- 
/Ausgabestation 7 ist es mit nur sehr geringem Aufwand mog- 
lich, die Ein- /Ausgabestat ion 7 einer erf indungsgemassen 
Handhabungsvorrichtung unterschiedlich zu konf igurieren und 
sie den jeweils gegebenen Erf ordernissen anzupassen. Zudem 
lassen sich dadurch auch in freien Einschubf achern der je- 
weiligen Ein-/Ausgabestation, auf sehr einfache Weise Ein- 
/Ausgabeeinheiten 8, 8' nachtraglich nachrusten, beispiels- 
weise fur einen neuen Transportboxen-Typ . 

Ebenso wie das in Fig. 1 gezeigte erste Konf igurierungsbei - 
spiel sieht auch ein nicht dargestelltes zweites Konfigurie- 
rungsbeispiel Platz fur maximal zwolf Ein- /Ausgabeeinheiten 
8 vor, die jeweils die kleinste - dem Rastergrundmass B 
entsprechende - Bauhohe aufweisen. Anders als in Fig. 1 sind 
hier auch tatsachlich zwolf Ein-/Ausgabeeinheiten 8 
vorgesehen. Diese zwolf Ein- /Ausgabeeinheiten 8 konnen fur 
nur einen Typ von Transportboxen abgestimmt sein. Alternativ 
kann auch vorgesehen sein, dass fur zumindest zwei 
unterschiedliche Transportboxen -Typen Ein- /Ausgabeeinheiten 
vorgesehen sind. 
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In einem dritten, ebenfalls nicht dargestellten, 
Konf igurierungsbeispiel fur die Ein-/Ausgabestation 7 der 
gleichen Ret icle-Handhabungsvorrichtung 1 konnen die drei 
oberen Ein- /Ausgabeeinheiten 8 konstruktiv identisch und 
5 damit wiederum fur den gleichen Transportboxen-Typ 
vorgesehen sein. Gleiches gilt fur die beiden nach unten 
nachf olgenden Ein- /Ausgabeeinheiten 8, die auch nur fur ei- 
nen - jedoch einen anderen Transportboxen-Typ als jenen der 
mit Ein- /Ausgabeeinheiten in die Handhabungsvorrichtung auf- 

10 genommen werden kann - vorgesehen sind. Auch die fur soge- 
nannte SMI F- Mono -Pods Transportboxen vorgesehenen Ein- 
/Ausgabeeinheiten 8a sind damit untereinander ebenfalls 
identisch ausgebildet. Jede dieser Ein- /Ausgabeeinheiten 
weist eine Bauhohe auf, die dem doppelten Rastergrundmass B 

15 entspricht . 

Die hierauf nachfolgende eine Ein- /Ausgabeeinheit 8b ist fur 
sogenannte SMIF-Multi-Pods vorgesehen und hat eine Bauhohe, 
die dem funffachen Rastergrundmass B entspricht. Zwischen 
den beiden Ein- /Ausgabeeinheiten 8a und 8b ist ein Leerfach, 

20 das mit einer vollstandig geschlossenen Blende 6' abgedeckt 
ist. Die Hohe der Blende 6' entspricht dem Rastergrundmass. 
Bei samtlichen Konf igurierungsbeispielen ist die 

Gesamtbauhohe der Ein- /Ausgabestat ionen gleich und 
entspricht zwolf Rastergrundmassen B. Aus diesen Konfigura- 

25 tionsbeispielen ist ersichtlich, dass sich die Ein-/Ausgabe- 
einheiten beliebig miteinander kombinieren lassen. 

Unabhangig von der jeweiligen Konf igurat ion ist in jeder 
Ein-/Ausgabestation ein Lichtsensor angeordnet , der detek- 
tiert, ob eine Transportbox eine Endlage innerhalb der je- 
30 weiligen Ein- /Ausgabeeinheit 8, 8a, 8b einnimmt. Falls dem 
so ist, so setzt aufgrund eines entsprechenden Signals des 
Sensors eine Steuerung der Handhabungsvorrichtung 1 einen 
Mechanismus zurn automat ischen Offnen der Transportbox in 
Gang. Gleichzeitig oder vorgangig kann zudem die Frontoff- 
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nung der Ein-/Ausgabestation mittels der jeweiligen vorderen 
Klappe 15 (Fig. 5) geschlossen werden, die uber einen nicht 
naher dargestellten Hebel angelenkt sein kann. 

Einrichtungen zum Offnen von Ret i c 1 e - Transport boxen sind an 
sich vorbekannt , beispielsweise durch die Produkte Guardian- 
Reticle-Stocker , Colorado und Zaris des Unternehmens Brooks- 
Pri Automation Inc., Chelmsford (MA), USA, bzw. dessen 
Rechtsvorganger . Im Zusammenhang mit Ein- /Ausgabeeinheiten 
konnen prinzipiell derartige Of fnungsmechanismen verwendet 
werden . 

Bei dem in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Transportboxen-Typ 10 
wird beim Offnen eine Sperre zwischen dem Bodenteil 11 und 
einem Deckel 13 der Transportbox 10 gelost, diese voneinan- 
der getrennt und der auf dem Bodenteil 11 angeordnete Re- 
ticle 12 somit zuganglich. 

Die in unter anderem in Fig. 1 und Fig. 6 gezeigte, mit der 
Schublade 16 versehene Ein- /Ausgabeeinheit , ist zum Offnen 
und Schliessen von sogenannten SMIF-Mono-Pod Transportboxen 
10a innerhalb der Handhabungsvorrichtung vorgesehen. Der Bo- 
denteil 11a und der Deckel 13a einer derartigen standardi- 
sierten SMIF-Mono-Pod Transportbox 10a ist in Fig. 7 und 
Fig. 8 gezeigt. Die in horizontaler Richtung langsver- 
schiebbare Schublade weist zum Offnen dieser SMIF-Transport - 
box einen an sich vorbekannten Mechanismus auf, wie er bei- 
spielsweise in den Produkten SMIF Lean Robot SLR150 oder 
Ergospeed des zuvor bereits genannten Unternehmens Brooks- 
Pri Automation, Inc., verwirklicht ist. Der 

Of f nungsmechanismus des von dem Unternehmen Asyst 
Technologies Inc., USA, angebotenen Produkts SMIF-LPT2150 
ist prinzipiell ebenso geeignet. Die Schublade 16 ist mit 
einem innerhalb eines Rahmens angeordneten Platte 34 (Fig. 
1) versehen, auf der die SMIF-Box 10a angeordnet wird. 
Nachdem die Schublade 16 in die Ein- /Ausgabestat ion 
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eingeschoben und der Bodenteil 11a der SMIF-Transportbox 10a 
der Platte 34 verriegelt ist, wird die Platte 34 zusammen 
mit dem Bodenteil 11a und einem darauf befindlichen Reticle 
(in Fig. 8 nicht dargestellt) abgesenkt . Der Deckel 13a 
bleibt hingegen hierbei ortsf est . Damit ist der jeweilige 
Reticle von der innerhalb des Gehauses 2 liegenden Riickseite 
35 der Schublade bzw. der Ein- /Ausgabestat ion (s. auch Fig. 
6) fur den Greifer zuganglich. 

Bei einem anderen, in Fig. 9 dargestellten, Typus einer 
Transportbox 10b wird zum Offnen der Box lediglich eine 
Frontklappe 3 6 der Box auf geschwenkt , wodurch ebenfalls der 
in der Box 10b angeordnete Reticle 12 zuganglich wird. Zum 
Offnen und Verschliessen dieser Transportbox ist eine auf 
den Transportboxen-Typ abgestimmte Ein-/Ausgabeeinheit in 
der Ein- /Ausgabestat ion 7 vorgesehen. 

Unabhangig von der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen 
Of fnungsmechanismus koordiniert eine zentrale Steuerung der 
Handhabungsvorrichtung zudem die Zufiihrung des nachfolgend 
noch detaillierter beschriebenen Greifers, mit dem der Re- 
ticle erfasst und zu einer Funkt ionseinheit uberfuhrt wird. 

Der in Fig. 10 naher dargestellte Ret icle-Universalgreif er 
ist an einer als drei -gelenkiger Knickarmroboter 
ausgebildeten Handhabungseinrichtung 18 angeordnet . 

Samtliche Schwenkachsen des Knickarmroboters verlaufen pa- 
rallel zueinander. Ein Greifteil 24 der Handhabungseinrich- 
tung 18 befindet sich an einem freien Ende des Knickarmes 
19, wahrend ein Arretierteil 23 auf einem Podest 27 des 
Knickarmes 19 befestigt ist. Die Detaildarstellung von 
Fig. 11 zeigt, dass der Greifteil zwei parallel zueinander 
ausgerichtete, identische und relativ zueinander fixierte 
Stabe 28 aufweist. Die Stabe 28 sind hierbei senkrecht zu 
einer Anschlagsf lache 28b des Greifteils im Greifteil 24 
fixiert. In dem in Fig. 11 gezeigten Ausf uhrungsbeispiel 
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sind die Querschnittsf lachen der Stabe 28 im wesentlichen 
rund, wobei die Querschnittsf lachen jeweils mit einem 
Durchmesser von ca . 4 mm versehen sind. Selbstverstandlich 
sind grundsatzlich auch andere Querschnittsf ormen 
verwendbar . 

Die Lange L s der Stabe 28 ist auf die in ihrer Grosse 
genormten Reticles so abgestimmt, dass ihre freie Lange 
kurzer ist, als die Lange einer Seitenkante (Lange L R ) der 
Reticles in einer Richtung parallel zu den Staben 28 
(Fig. 11) . Die Lange der Stabe L s sollten einen Wert 
aufweisen, der geringer ist als die Lange L R der Reticles 
jedoch grosser als die halbe Lange L R . Hierdurch ist der 
Greifer besonders gut fur die Entnahme von Reticles aus 
unterschiedlichen Transportboxen geeignet. 

Auf jedem Stab 2 8 sind zudem jeweils im Bereich der vorderen 
und hinteren Enden nach oben weisende Nocken 2 8a angeordnet, 
die als Auf lager fur Reticles vorgesehen sind (Fig. 11 und 
Fig. 12) . 

Beim Erfassen eines Reticles kann dessen Position auf dem 
Greifteil 24 durch st irnseit igen Kontakt mit der 
Anschlagsf lache 2 8b vorbestimmt sein. Bei einem Kontakt des 
Greifteils 24 mit einem Reticle erhoht sich der Motorstrom. 
Durch Uberwachung des Motorstroms kann eine solche Erhohung 
durch eine Steuerung der Handhabungseinrichtung 18 
detektiert und daraufhin die entsprechende Antriebsbewegung 
gestoppt werden. Alternativ oder auch zusatzlich zu dieser 
Begrenzung der Verf ahrbewegung kann ein nicht dargestellter 
Anwesenheitssensor vorgesehen sein, mit dem feststellbar 
ist, ob im Bereich der Anschlagsf lache 28b ein Reticle 
vorhanden ist. 

Der in Fig. 10 dargestellte Arretierteil 23 der Handhabungs- 
einrichtung 18 ist in Bezug auf eine vertikale Position des 
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Greifteils 24 auf der gleichen Hohe angeordnet . Er hat eine \ 
gabelf ormige Aufnahme 37, deren beide parallel zueinander 
ausgerichteten Schenkel 38 einen Abstand aufweisen, der nur 
unwesentlich grosser ist als die Breite eines Reticles. In 
5 jedem der beiden Schenkel 38 ist jeweils eine urn ihre eigene 0f' K ' 
Langsachse drehbare Stange 3 9 angeordnet, die an ihrem 
freien Ende mit einem Schwenkhebel 40 versehen ist. Jeder 
der Schwenkhebel 4 0 ist in zwei Endlagen schwenkbar. In der 
Of f en-Endlage gibt der jeweilige Schwenkhebel 40 den Bereich 
10 zwischen den Schenkeln frei. In der Arretier-Endlage sind 
die beiden Schwenkhebel 4 0 zueinander geschwenkt und 
blockieren die Aufnahme hierdurch. 

An den beiden Schenkeln 38 ist eine Querstrebe 41 angeord- 
net, welche eine Einschublange von Reticles zwischen den 

15 beiden Schenkeln 38 begrenzt . Wie am besten aus Fig. 16 er- 
sichtlich ist, ist im Bereich eines hinteren Endes der Quer- 
strebe 41 an den beiden Schenkeln jeweils ein Schalter 42 
angeordnet. Bei Betatigung der Schalter 42 durch den Greif- 
teil 24 werden die Stangen 39 um ihre Langsachse gedreht . 

20 Hierdurch werden in den Schenkeln 38 angeordnete Rollen 45 
(S. Fig. 14) einige Millimeter in Richtung auf den jeweils 
gegeniiberliegenden Schenkel gekippt und die beiden 
Schwenkhebel 40 von ihrer urspriinglichen Of f en-Endlage 
(Fig. 14) in die Arretier-Endlage (Fig. 15) geschwenkt. 

25 Zum Erfassen eines Reticles 12 konnen die beiden Stabe 28 
von einer Stirnseite des Reticles aus unter dessen Glas- 
platte gefahren werden, so dass die Stabe den Fuss 12a des 
Reticles zwischen sich nehmen. In Fig. 11 ist diese Zufiihr- 
bewegung des Greifers angedeutet . Sobald der Greifteil 24 

30 mit der Anschlagsf lache 28b Kontakt mit der Stirnseite des 
Reticles hat steigt die Stromauf nahme des die 
Antriebsbewegung erzeugenden Elektromotors des Knickarm- 
Roboters an. Dies wird im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel 
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als Kriterium verwendet, das die Steuerung des Knickarm- 

Roboters veranlasst die Zuf uhrbewegung zu stoppen. 

Mittels einer anschliessenden Verf ahrbewegung der Z-Achse 
kann dann der Reticle 12 angehoben werden. Der Reticle 12 
liegt damit mit der Unterseite seiner Glasplatte 12b auf 
Nocken 28a der beiden Staben 28 auf, wie dies in Fig. 13 
dargestellt ist. Danach wird der Greifteil 24 in den 
Arretierteil 23 des Greifers eingefahren. Der Reticle 12 
wird hierbei durch eine im wesentlichen geradlinige 
Verf ahrbewegung des Greifteils 24 zwischen die beiden 
Schenkel 38 in die Aufnahme eingef uhrt . Diese Verfahrbewe- 
gung kann durch koordinierte Schwenkbewegungen samtlicher 
drei Schwenkgelenke erreicht werden. 

Sobald der Greifteil 24 hierdurch unter die Querstrebe ge- 
langt und Kontakt mit den beiden Schaltern hat, werden hier- 
durch die Stangen 3 9 und die Schwenkhebel 40 in ihre 
Arretier-Endlage geschwenkt . Im wesentlichen gleichzeitig 
werden die Rollen 45 nach aussen, d. h. in die Aufnahme 
hinein, gedruckt . Die Rollen 45 klemmen dadurch nicht nur 
den Reticle 12 an dessen Seitenf lachen zwischen sich ein, 
sondern zentrieren ihn hierdurch auch zwischen den Schenkeln 
38. In dieser Endposition befindet sich somit der Greifteil 
24 mit den beiden Staben in der Aufnahme 37. Der Reticle 12 
liegt hierbei auf den Staben 28 weiterhin auf und ist nun 
fur einen Transport innerhalb der Handhabungsvorrichtung 
mittels dem Greifer bereit . 

Urn den Reticle 12 an einer bestimmten Stelle wieder 
abzusetzen, wird in genau umgekehrter Reihenfolge 
vorgegangen. Durch eine Bewegung des Greifteils 24 in 
Richtung auf die Schwenkhebel 40, werden die Schalter 42 
entlastet. Dies bedingt eine Auhebung der Klemmung des 
Reticles 12 durch die Rollen 45. Da zudem die Schwenkhebel 
40 nun auch die Aufnahme freigeben, kann der Reticle mittels 
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einer Bewegung des Greifteils 24, die parallel zu den 
Stangen 3 9 verlauft, aus dem Arret ierteil 23 herausgef uhrt 
werden . 

Die Funktionseinheit Detektions-/Reinigungsvorrichtung 2 0 
der erf indungsgemassen Handhabungsvorrichtung 1 von Fig. 1 
ist in den Fig. 17, 18 und 19 naher gezeigt . Diese eine 
Funktionseinheit ist unter der Ein- /Ausgabestat ion 7 am Ge- 
stell 4 befestigt. Die Detektions-/Reinigungsvorrichtung 20 
hat eine auch in Fig. 18 gezeigte Reinigungskammer 46, in 
die jeweils mittels einer Zuf uhreinrichtung 47 durch eine 
erste Offnung 48 ein Reticle 12 eingefiihrt, durch die Reini- 
gungskammer 46 durchgefuhrt und durch eine zweite Offnung 49 
am anderen Ende der Reinigungskammer 46 wieder ausgefiihrt 
werden kann. In der Reinigungskammer 46 kann im Bereich 
eines in Einschubrichtung 50 hinteren Endes der Reinigungs- 
kammer 46 auf jeder Seite des Reticles aus einer oder mehre- 
ren Diisen 51 in Form von einem oder mehreren Luftstromen 
Reinluft bzw. Reinstickstof f eingeblasen werden. Die uber 
das Reticle 12 geleitete Reinluft nimmt auf dem Reticle be- 
findliche Schmut zpartikel mit . Die Reinluft wird uber zumin- 
dest einen auf jeder Seite des Reticles in der Nahe eines 
Einschubschlitzes angeordneten Absaugkanal 52 aus der Reini- 
gungskammer 46 wieder abgeleitet. 

In Stromungsrichtung zwischen den Diisen 51 und dem jeweili- 
gen Absaugkanal 52 ist ein nicht naher dargestelltes Ionisa- 
tionselement angeordnet . Mit diesem wird zum Abbau bzw. zur 
Vermeidung von elektrostat ischen Aufladungen der Luftstrom 
ionisiert. Im iibrigen ist der konstruktive Aufbau des zur 
Reinigung vorgesehenen Teils der Einrichtung 20 mit der in 
der WO 02/012 92 Al beschriebenen Vorrichtung im wesentlichen 
ident isch . 

Unmittelbar hinter der Reinigungskammer ist eine Detek- 
tionseinheit 55 angeordnet. Wie Fig. 17 und Fig. 18 zu ent- 
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nehmen ist, kann die Reinigungskammer 4 6 an dem Gehause 56 
der Detektionseinheit 55 befestigt sein. Letztere weist ein 
Gehause mit einem Einfiihrspalt 57 auf . Die beiden Offnungen 
48, 49 und der Einfiihrspalt 57 liegen auf gleicher Hohe und 
fluchten somit miteinander . Die im Zusammenhang mit dem Aus- 
fuhrungsbeispiel benutzte Detektionseinheit 55 ist mit zwei 
Lichtquellen 58 und zwei Lichtsensoren 59 versehen, mit de- 
nen die Grosse einer Streuung von im wesentlichen parallel 
iiber die Oberseiten eines Reticles gefiihrtes Licht 58a mess- 
bar ist. Mit der Messung dieser Grosse sind Ruckschliisse auf 
das Mass einer noch verbliebenen Verschmut zung , bzw. auf die 
Grosse von Schmut zpart ikel 60, moglich, die sich auf Unter- 
und Oberseite 61 des Reticles 12 befinden. Das Funktions- 
prinzip einer derartigen Detektionseinheit ist in Fig. 19 
dargestellt und in der WO 02/01292 Al naher beschrieben. Der 
Of f enbarungsgehalt der WO 02/01292 wird hiermit in Bezug auf 
den konstruktiven Aufbau und die Funktionsweise der dort be- 
schriebenen Reinigungskammer und Detekt ionseinrichtung durch 
Bezugnahme auf genommen . 

Gemass Fig. 18 befindet sich eine Bestiickungsposit ion der 
Zuf iihreinrichtung unmittelbar vor der ersten Offnung der 
Reinigungskammer. Ein hier mit einem Reticle bestiickbarer 
Schlitten 62 der Zuf iihreinrichtung 47 ist im wesentlichen U- 
formig ausgebildet. In eine Einschubof f nung 63 des Schlit- 
tens kann durch eine horizontale Bewegung des Greifteils 24 
ein Reticle 12 in den Schlitten 62 eingeschoben werden. Der 
an einem Tragarm 64 befestigte Schlitten 62 ist entlang des 
Pfeils 50 durch eine angetriebene Bewegung vor und zuriick 
verfahrbar. Die Lange der Verf ahrbewegung reicht von der in 
Fig. 18 gezeigten Bestiickungsposit ion unmittelbar vor der 
Reinigungskammer bis zu einer Detekt ionsposit ion innerhalb 
der Detektionseinheit 55. In let ztgenannter ist der Reticle 
12 vollstandig im Gehause der Detektionseinheit angeordnet . 



BE-22560/FK/jg/29.07.02 



Durch eine horizontale Verf ahrbewegung des Schlittens in 
Richtung des Einf uhrspaltes 57 ist es moglich, den Reticle 
12 nach seiner Reinigung in der Reinigungskammer durch eine 
Fortsetzung der gleichen Verf ahreinrichtung in die Detek- 
5 tionseinheit 55 einzufiihren. Hierzu muss noch nicht einmal 
die Richtung der Verf ahrbewegung des Schlittens 62 geandert 
werden . Es muss erst recht nicht zwischen der Einfiihrung des 
Reticles in die Reinigungskammer 46 und der Detekt ionsein- 
heit 55 ein weiterer Handhabungsschritt ausgefuhrt werden. 
10 Es ist somit moglich, mit nur einer Verf ahrbewegung und in 
nur einer Aufspannung ein Reticle sowohl der Reinigungsein- 
heit als auch der Detekt ionseinheit zuzufiihren. 

In Fig. 20 ist eine zweite Ret icle-Handhabungsvorrichtung 70 
gezeigt, die zum gleichen System wie die Ret icle-Handha- 

15 bungsvorrichtung 1 aus Fig. 1 gehort . Das Ausf iihrungsbei- 
spiel von Fig. 20 weist als Grundmodul die vollstandige Re- 
ticle- Handhabungsvorr i chtung 1 von Fig. 1 auf . Lediglich an 
. zwei Seiten ist der ent sprechende Teil der Wand des Gehauses 
2 entfernt und ein erstes Ausf uhrungsbeispiel einer Funk- 

20 tionseinheit „ Speichermodul " angebracht . Das Speichermodul 
71 weist eine Gestellerweiterung 74 auf, die an vorbestimm- 
ten Stellen des Gestellteils 4 des Grundmoduls angeschraubt 
ist. Auch Aussenseiten der Gestellerweiterung 74 tragen 
Teile des Gehauses 72, das auch im Falle von Fig. 20 in sich 

25 geschlossen ist, um innerhalb der Handhabungsvorrichtung 70 
eine Reinraumatmosphare schaffen und aufrecht erhalten zu 
konnen . 



Innerhalb der Gestellerweiterung 74 sind in Form von zwei 
konzentrischen Kreisri-ngen Regaleinheiten 73 angeordnet . 
30 Jede der untereinander identischen Regaleinheiten 73 weist 
vertikal iibereinander mehrere nicht naher dargestellte Fa- 
cher auf, in denen jeweils ein Reticle zwischengelagert wer- 
den kann. Jeder der Kreisringe kann unabhangig vom anderen 
Kreisring drehbar ausgebildet sein. Hierdurch konnen die 
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> einzelnen Regaleinheiten in Zugrif f sposit ionen gebracht wer- 

den, in denen die gegeniiberliegende Handhabungseinrichtung 
18 Reticles in jedes Fach absetzen bzw. daraus entnehmen 
kann . 

•% 

5 Das Speichermodul weist ferner an einer angrenzenden anderen 
Seite des Grundmoduls weitere drei nebeneinander angeordnete 
Regaleinheiten 73 auf . Auch diese Regaleinheiten sind im 
Zugrif fsbereich der Handhabungseinrichtung 18. 

Fig. 21 zeigt eine weitere Konf igurat ion einer zum gleichen 
10 System gehorenden Handhabungsvorrichtung 80. Auch diese ba- 
siert auf dem Grundmodul , wie es in Fig. 1 und Fig. 2 wie- 
dergegeben ist. Auch hier ist an das Grundmodul iiber eine 
mechanische Schnittstelle in Form von vorbest immten Schrau- 
benverbindungen eine Gestellerweiterung 81 an den Gestell- 
15 teil 4 des Grundmoduls losbar angebracht . Zudem ist das 
Speichermodul iiber eine nicht naher dargestellte elektrische 
Schnittstelle mit dem Grundmodul und insbesondere mit der 
Steuerung der Handhabungsvorrichtung verbunden. Bei dem 
Speichermodul von Fig. 21 wird zwar eine geringere Anzahl , 
20 jedoch die prinzipiell gleichen Regaleinheiten wie in Fig. 

20 benutzt. Allerdings sind im Ausf iihrungsbeispiel von Fig. 

21 die Regaleinheiten urn ein Eck des Grundmoduls herum ange- 
ordnet . 

Fig. 22 zeigt ebenfalls ein weiteres Ausf iihrungsbeispiel ei- 
25 ner erf indungsgemassen Handhabungsvorrichtung 90. Auch die- 
ses basiert auf dem gleichen Grundmodul und weist zur Funk- 
tionserweiterung des Grundmoduls eine weitere Variation ei- 
nes Speichermoduls 91 auf. Wiederum werden in einer Gestell- 
erweiterung 92, die iiber eine Schnittstelle am Gestellteil 4 
30 des gleichen Grundmoduls befestigt ist, die bereits in Fig. 
20 gezeigten Regaleinheiten 73 angeordnet . Bei diesem Aus- 
f iihrungsbeispiel sind die Regaleinheiten 73 entlang einer 
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Langsseite des Grundmoduls im Bereich der Handhabungsein- 
richtung 18 aufgestellt . 

0- 
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Patentanspruche 



1. Detektions-/Reinigungsvorrichtung fur in der Produktion 
von elektronischen Bauteilen eingesetzten Reticles, wo- 
bei die Detekt ions - /Reinigungsvorrichtung 

eine Reinigungseinheit aufweist, in der eine Reinigungs- 
kammer ausgebildet ist, in die Reinigungskammer zumin- 
dest eine Gaszufuhrung zur Einfiihrung eines unter Uber- 
druck stehenden fluiden Reinigungsmedium miindet und aus 
der Reinigungskammer zumindest ein Absaugmittel heraus- 
fvihrt mittels dem Gas aus der Reinigungskammer abfuhrbar 
ist, wobei die Reinigungskammer zumindest eine erste 
Offnung zur Zufuhrung und Entnahme eines Reticles auf- 
weist , 

ferner mit einer Detekt ionseinheit zur Detektion von auf 
Halbleiterproduktionsmitteln vorhandenen Verschmut zungen 
versehen ist, die Detekt ionseinheit hierzu ein Detek- 
tionsmittel aufweist, dem von einer Zufuhrseite der De- 
tekt ionseinheit aus ein Reticle zufuhrbar ist, wobei 
sich die erste Offnung der Reinigungskammer und die Zu- 
fuhrseite gegenuberliegen, und 

mit einer Zuf iihreinrichtung versehen ist, die alleine 
dazu vorgesehen ist, ein Reticle zwischen der Reini- 
gungseinheit und der Detekt ionseinheit auszutauschen . 

2. Detektions-/Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei 
der die Zuf iihreinrichtung mit lediglich einer Bewegungs- 
achse versehen ist. 
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Detektions-/Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 2, bei 
der die Zuf iihreinrichtung mit lediglich einer linear 
verfahrbahren Achse versehen ist. 

Detektions-/Reinigungsvorrichtung nach einem oder mehre - 
ren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, dass bei der Reinigungskammer an sich gegeniiberlie- 
genden Seiten jeweils eine Offnung vorgesehen ist, wo- 
durch ein Reticle durch Ein- und Austritt durch beide 
Offnungen durch die Reinigungskammer durchfuhrbar ist. 

Detektions-/Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass eine der Offnungen unmittel- 
bar einer Ausnehmung eines Gehauses der Detektionsein- 
heit zur Zufiihrung eines Reticles gegeniiberliegt . 

Detektions-/Reinigungsvorrichtung nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Zuf iihreinrichtung einen verfahrbaren Hal- 
teteil aufweist, in dem ein Reticle in einer Aufspannung 
anordenbar ist und das Reticle in nur dieser einen Auf- 
spannung sowohl der Detektionseinheit als auch der Rei- 
nigungskammer zufuhrbar ist. 
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